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摘要　非球面顶点半径和二次常数干涉测量是对二次曲面离轴子孔径在弧矢、子午和中间焦点位置直接干涉测

量，拟合得到初级像差系数，并结合位置差计算出顶点曲率半径和二次常数。详细介绍了该方法的基本原理，在此

基础上将子孔径中心法线与光轴夹角分解为两个倾角分量α和β引入，改进了现有模型。提出在子孔径对称情况

下，可通过调整、控制特定项的泽尼克系数值，消除β分量，进而对新的模型进行了简化，只考虑α分量的影响，给出

了仅存在该分量时的非球面顶点半径和二次常数的计算公式，编写了仿真程序。在α＝０．０３°，β＝０时，直径

１００ｍｍ，犉数为３的抛物面反射镜离轴子孔径的初级像差系数的理论计算和数值仿真结果最大偏差仅为

０．０００２λ。研究表明：在子孔径中心法线与光轴的调整存在一定误差时，在弧矢、子午和中间焦点处的初级像差系

数特征关系仍然成立。
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１　引　　言

顶点半径和二次常数是非球面的两个重要的特

征参数，它的准确测量和控制对确保大口径非球面

主镜零检验的可靠性非常重要［１～３］。此外，随着拼

接主镜的发展和应用［４］，为了实现有效的“光学拼

接”，需要严格控制各个子镜的曲率半径和二次常数

的精度和一致性［５］。目前的测量方法存在或需要使

用辅助元件或精度不高或只能测量顶点半径等缺

点［６，７］。而干涉法测量顶点半径和二次常数不需要

任何辅助元件，直接干涉测量离轴子孔径，拟合得到
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初级像差系数，结合位置差可同时计算出顶点曲率

半径和二次常数。ＹｉｎｇＰｉ等
［８］最先开展这方面的

研究，本文主要对子孔径中心法线与光轴的夹角对

测量的影响进行了研究，改进了现有模型，给出了存

在夹角的理论计算公式，编写了仿真程序，并得出在

子孔径中心法线与光轴的调整存在一定误差时，在

弧矢、子午和中间焦点处的初级像差系数特征关系

仍然成立。

２　测量原理

图１为干涉测量光路示意图。被测离轴子孔径

沿着光轴纵向移动，参考球面波曲率半径犚ｒｓ即为标

准镜头焦点到被测离轴子孔径中心的距离。测量

犚ｒｓ分别为子孔径弧矢、子午和中间半径时的干涉

图，得到各自的初级像差系数后即可计算出非球面

顶点半径和二次曲率常数［８］。根据测量理论的要

求，子孔径中心法向与光轴必须完全重合，因此，引

入两者之间的夹角分量α改进了数学模型，给出了

仿真分析结果。

图１ 离轴凹面干涉测量示意图

Ｆｉｇ．１ Ｌａｙｏｕｔｏｆｔｈｅｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｒｉｃｔｅｓｔｆｏｒａｎｏｆｆａｘｉｓ

ｃｏｎｃａｖｅｓｕｒｆａｃｅ

２．１　倾角引入

二次曲面可以表示为

狕＝
犮ρ

２

１＋ １－（犽＋１）犮
２

ρ槡
２
， （１）

式中犮是顶点曲率半径，犽是二次曲率常数（犽＝ｅ
２），

ρ
２
＝狓

２
＋狔

２。离轴子孔径坐标平移和旋转后的数学

表达式为［９］

狕＝
γ

φ＋ φ
２
－φ槡 γ

， （２）

式中φ＝犮（１＋犽ｃｏｓ
２
θ），

φ＝
１

１＋犽ｓｉｎ
２

槡 θ
－犮犽ｓｉｎθｃｏｓθ狓，

γ＝犮（犽＋犽ｓｉｎ
２
θ）狓

２
＋犮狔

２，

其中θ＝θ０＋α，α为绕狓轴旋转的引入倾角分量。θ０

为α＝０时子孔径中心法线与狕轴的夹角，狓０是子孔

径中心位置偏离顶点的距离。如图２所示，非球面离

轴子孔径中心法线与光轴的夹角分解为光轴绕狓′

轴旋转角分量α和绕狔′轴旋转角分量β。当α＝０，

β＝０时，光轴与子孔径中心法线重合。

图２ 离轴曲面的局部坐标示意图

Ｆｉｇ．２ Ｌｏｃａｌｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｓｏｆｏｆｆａｘｉｓｃｏｎｉｃｓｅｃｔｉｏｎ

２．２　倾角分量β的调整

当β＝０时，被测子孔径具有相对局部坐标狔′

的对称性，由于这种对称性的存在，泽尼克多项式系

数狕３，狕６，狕８，狕１１，狕１３，狕１５ 始终为零。当引入该倾角分

量β后，子孔径不再具有对称性，狕３，狕６，狕８，狕１１，狕１３，

狕１５ 的值将发生改变。因此，通过调整这几项泽尼克

系数的值可以使得在测量时只存在α分量。

２．３　参考球面波半径定义

当α≠０，β＝０时，三个位置的参考球半径重新

定义如下：

犚Ｓ＝
犚

１＋犽ｓｉｎ
２

槡 θ

犚Ｔ ＝
犚

３

１＋犽ｓｉｎ
２

槡 θ

２／犚Ｍ ＝１／犚Ｓ＋１／犚

烅

烄

烆 Ｔ

， （３）

式中犚是非球面顶点半径，犚Ｓ为弧矢半径，犚Ｔ 为子

午半径，犚Ｍ 为中间半径。

重新定义的参考球半径不但与被测曲面面型参

数和离轴位置有关，还与夹角分量α有关，就将分量

α引入了新的数学模型。

２．４　面型参数的计算

在共光路假设条件下，测得的子孔径反射光与

参考波光程差可以分解为初级像差形式：［８］

犠（ρ，φ）＝狑２０ρ
２
＋狑２２ρ

２ｃｏｓ２φ＋

狑３１ρ
３ｃｏｓφ＋狑４０ρ

４…， （４）

式中初级像差系数为

狑２０ ＝
犚２ｒｓ
４犳

２
ｎｕｍ

－
１

犚ｒｓ
＋
１

犚（ ）
Ｓ

， （５ａ）

狑２２ ＝
犚２ｒｓ
４犳

２
ｎｕｍ

１

犚Ｔ
－
１

犚（ ）
Ｓ

， （５ｂ）

狑３１ ＝
犚２ｒｓ
３２犳

３
ｎｕｍ

犙（３犚２＋犚
２
Ｓ）

犚４Ｓ
， （５ｃ）

５０８２
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狑４０ ＝
犚４ｒｓ
６４犳

３
ｎｕｍ

１

犚３ｒｓ
－
犚２＋犚

２
Ｓ

犚３ｒｓ犚
３
Ｓ

＋
（４犙２犚２Ｓ＋犕犚

２）（３犚２＋犚
２
Ｓ）＋犕犚

２
Ｓ（犚

２
＋３犚

２
Ｓ）

８犚７［ ］
Ｓ

， （５ｄ）

式中犙＝±｛（犚
２
－犚

２
Ｓ）［（犽＋１）犚

２
Ｓ－犚

２］｝１／２／犚２Ｓ；犕 ＝犽＋２－犚
２／犚２Ｓ；犳ｎｕｍ 是标准镜头的犉数。

当犚ｒｓ＝犚Ｓ，犚Ｔ 和犚Ｍ 时可解得

犚＝
犚Ｔ－犚Ｓ

２狑２２Ｔ／狑（ ）２２Ｓ
１／４ 狑２２Ｔ／狑（ ）２２Ｍ

１／２
－［ ］１

， （６）

犽＝
犙２犚２Ｓ
犚２－犚

２
Ｓ

＋
犚２

犚２Ｓ
－１， （７）

式中 犚Ｓ（ ）犚
２

＝
狑２２Ｔ
狑２２Ｓ

。初级像差系数与１６项泽尼克

多项式系数的关系为

狑２０ ＝２狕４－６狕９－狑２２／２，

狑２２ ＝２狕５－６狕１２，

狑３１ ＝３狕７－１２狕１４，

狑４０ ＝６狕９

烅

烄

烆 ，

（８）

式中狑为初级像差系数，狕表示泽尼克多项式系数。

２．５　测量位置轴向定位

在测量过程中，沿光轴方向移动被测件以改变

参考球半径。图３所示的特征条纹图可以完成初步

定位。但是，这种特征图定位精度是不够的。因此

还需要根据表１所示的初级像差系数关系，进一步

精确定位以确定参考球半径。

图３ 不同位置干涉测量特征图

Ｆｉｇ．３ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｉｎｔｅｒｆｅｒｏｇｒａｍｓａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔｌｏｃａｔｉｏｎｓ

表１ 对准条件下的像差系数关系
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ａｌｉｇｎｍｅｎｔｃｏｎｄｉｔｉｏｎ

Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ

ｐｏｓｉｔｉｏｎ
Ｓａｇｇｉｔａｌ（犚Ｓ） Ｔａｎｇｅｎｔｉａｌ（犚Ｔ） Ｍｅｄｉａｌ（犚Ｍ）

Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ

ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ
狑２０Ｓ＝０ 狑２２Ｔ＝－狑２２Ｔ 狑２０Ｍ＝－狑２２Ｍ／２

　　在满足表１条件下的三次测量后，利用（６）式和

（７）式可以求出引入倾角α时的顶点半径和二次曲

率常数。

３　数值仿真与理论计算结果比较

未引入偏角时，可在ＣｏｄｅＶ软件
［１０］中建立仿

真模型，根据（５）式计算干涉图形和归一化泽尼克系

数。为快速方便仿真引入偏角时的干涉图和像差系

数，编写了数值仿真程序。流程图如图４所示。

图４ 数值仿真程序流程图

Ｆｉｇ．４ Ｔｈｅｆｌｏｗｏｆｃｈａｒｔｔｈｅｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ

表２给出了直径１００ｍｍ，犉数为３的抛物面反

射镜（顶点半径３０５ｍｍ，离轴位置狓０＝９０ｍｍ，

犳ｎｕｍ＝２５）引入调整倾角分量α的仿真结果。当引入

α＝０．０３°时，通过（５）式计算出的初级像差系数理论

值和（８）式计算出的数值仿真结果对比如下。

表２ 引入倾角α后的理论计算与数值仿真结果比较

Ｔａｂｌｅ２ Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆｒｅｓｕｌｔｓｆｒｏｍｔｈｅｏｒｙａｎｄｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｗｉｔｈａｎｇｌｅα（α＝０．０３°）

狑２０（λ） 狑２２（λ） 狑３１（λ） 狑４０（λ）

ｔｈｅｏｒｙ ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ ｔｈｅｏｒｙ ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ ｔｈｅｏｒｙ ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ ｔｈｅｏｒｙ ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ

犚ｒｓ＝犚Ｓ ０ ０ －１６．１６０５ －１６．１６０５ －１．０２７３ －１．０２７３ －０．０１４２ －０．０１４４

犚ｒｓ＝犚Ｍ ８．７７１２ ８．７７１２ －１７．５４２３ －１７．５４２３ －１．１６１８ －１．１６１８ －０．０１５９ －０．０１６０

犚ｒｓ＝犚Ｔ １９．１０９２ １９．１０９２ －１９．１０９２ －１９．１０９２ －１．３２０９ －１．３２０９ －０．０１７８ －０．０１８０

６０８２
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　　理论值与仿真结果的最大差值为０．０００２λ，可

见改进后的数学模型对干涉测量数据的处理是可靠

的。此外，该仿真条件下的特征条纹图与像差系数

关系与图３和表１一致，验证了定位条件的正确性。

４　结　　论

介绍了非球面顶点半径和二次常数的干涉测量

方法。引入了子孔径中心法线与光轴的夹角并将其

分解为α和β分量独立分析。提出了以狕３，狕６，狕８，狕１１，

狕１３，狕１５等于零为依据调整被测子孔径以去除β分量

的方法。改进了仅存在小倾角分量α时的数学模型

并推导了相应的理论计算公式。通过数值仿真证明

了该模型对干涉数据解释的可靠性。在α＝０．０３°，

β＝０时，直径１００ｍｍ，犉数为３的抛物面反射镜离

轴子孔径的初级像差系数的理论计算和数值仿真结

果最大偏差仅为０．０００２λ。证明了改进后的数学

模型对干涉测量数据的处理是可靠的。通过对两个

倾角分量的独立分析讨论，解决了孔径中心法线与

光轴重合调整问题，为下一步实验的进行打下了基

础。
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